
1. Перезарядка. Многоступенчатая ионизация

Критическое расстояние между атомом и ионом при перезарядке

Эффективное сечение атома для перезарядки

А + А+А+ + А 

Резонансная перезарядка



Полное эффективное сечение для перезарядки при столкновениях
 атомов и ионов в условиях интенсивной перезарядки

Средняя длина свободного пробега в условиях интенсивной 
перезарядки
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Механизм уширения линий. Гауссова и Лоренцова 
форма линий.



Из соотношения неопределенностей



Лоренцова форма линии







Уравнение Пуассона



 1. На основании  взаимодействия лазерного 
излучения с веществом (стеклотекстолит, 
гетинакс – фольгированные медью – 0,1 мм) 
обосновать выбор типа лазера, режим работы, 
нарисовать и объяснить функциональную 
схему лазерной  технологической установки и 
произвести расчет требуемой мощности 
излучения для сверления отверстий 
диаметром 1 мм, толщина материала – 1 мм.



Исходные данные (для меди)





2. Описать схему установки и 
технологический процесс плазменной 
наплавки при  использовании присадочного 
металла в виде проволоки. Определить 
погонную энергию наплавки и ширину зоны 
наплавки в среде рабочего газа аргона при 
силе тока дуги наплавочного  плазмотрона 
150 А, скорости наплавки 10 м/ч и дистанции 
10 мм.



Исходные данные


